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ABSTRACT

In this article is a presentation of the method for measuring the current density of the
shaped ray of the electron beam litograph BS600 in the individual segments of the ray using
the mode REM. A comparison is made with the original measurement in the Faradays cage.

1 UVOD

Tato prace se snazi nastinit metodu méteni proudové hustoty v jednotlivych elementech
elektronového svazku. Nehomogennita svazku je permanentnim problémem pro kvalitni
expozici a je nutné vybrat ¢ast svazku (Obr.1), ktery ma v jednotlivych elementech konstantni
proudovou hustotu. L
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Obr. 1:  Elektronovy svazek Obr.2:  Cast optické soustavy urcend

k tvarovani svazku



2  MERENi PROUDU, PROTEKAJICICH JEDNOTLIVYMI PLOSNYMI
ELEMENTY RAZITKA.

V optické soustavé se nachazi dvé fixni clony ve tvaru L (Obr. 2). Mezi clonami jsou
tvarovaci desticky, které elektrostaticky vychyluji svazek v osich X,Y a tim méni jeho
rozméry za druhou clonou. Ve stfedu stolu se nachazi otvor. Pod stolem je umisténa
Faradayova klec, do které prochazi ptes otvor riizné tvarovany elektronovy svazek. Mizeme
tedy zméfit pikoampérmetrem, ktery je soucasti aparatury, proud pro riznd nastaveni
elektronového svazku (razitka). RGznym nastavenim razitek lze zobrazit nehomogenita
svazku (Obr.3).
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Obr.3:  Zobrazeni nehomegenity elektronového svazku

3  MERENi PROUDOVE HUSTOTY V REZIMU REM

Oproti pfedchozi metodé¢ EXPO metoda REM (Litograf vrezimu Rastrovaci
Elektronovy Mikroskop) umoziuje rychlejsim a efektivnéj$Sim zptisobem méfit proudovou
hustotu. Je zalozena na postupném snimanim obrazkl detektorem SE (sekundarn¢€ odrazenych
elektronil) mimo expozicni substrat (na ramecku) a nasledném urceni odstind Sedi od 0-255
programem MATLAB.

Me¢tenim bylo zjisténo, Ze proud se linedrné¢ méni s odstinem Sedi. Pro pfesné ptifazeni
proudu k odstinu Sedi, se vyuzilo metody EXPO, kdy se pro riznd nastaveni razitka méfil
proud Faradayovou kleci a nasledné zjisSt'ovala hodnota odstinu Sedi mimo expozi¢ni substrat.
Kazdému ostinu odpovida pfesna hodnota proudu v pA.

3.1 POUZITi PROGRAMU REM-EXPO

e Pomoci davkového souboru Ize nasnimat programem REM-EXPO jednotlivé snimky o
urcité svétlosti pro dané velikosti razitek.

e Davkovy soubor ukladéd obrazky pro rizna nastaveni razitek.



e Program matlab vypocita z obrazku sttedni hodnotu. Tento postup se opakuje pro kazdy
obréazek a hodnoty uklada do matice

e 7 hodnot odstinli Sedi, které ziskdme pomoci programu matlab, mizeme vyhodnotit
jednotlivé proudové hustoty (J) pro dané velikosti razitek. Momentalné lze v rezimu
REM nastavovat jen razitka ve tvaru Ctverce.

4 ZAVER

Metoda REM oproti metodé EXPO umoziuje rychlejsi ziskdvani vstupnich dat.
RozliSovaci schopnost je od 0-255, proto je mozno detailné popsat nehomogennitu svazku.
Obr. 4 znazornuje zavislost proudové hustoty na velikosti diagonalniho razitka, coz znamena,
ze se méfila vSechna razitka ve tvaru cCterce.

J = f (Beam size), Zavislost proudové hustoty na velikosti diagonalniho razitka
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Obr. 4:  Vysledky mereni diagonalnich razitek za pouziti obou metod
Tento ptizpévek vznikl v ramci vyzkumného zdméru MSM 262200012.
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